矽質微型感測器應用於微流道的現地量測
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在微流體力學系統中，以（110）矽晶片製作的U型槽與Corning7740玻璃鍵合而成的微流道研究時有所聞。微流道系統具有極小水利直徑（Hydraulic diameter）與高深寬比（Aspect ratio）本質特性，從傳統流體力學的觀點看來，該特性能適用於高熱通量的熱交換器系統。但是在微米級的尺度下，許多流體的基本假設仍然備受爭議。在本篇文章中提議利用微感測器直接量測微流道內溫度與壓力的變化，其作法是在玻璃與矽質微流道鍵合之前，先利用體型微加工技術（Silicon bulk micromachining）於玻璃基材上製作微感測器，包括壓阻式微壓力感測器與白金薄膜溫度感測器。而文中探討的微流道，水利直徑小於1 00微米，深寬比介於3至10之間，能夠滿足個人電腦中央處理器100W/cm/sup 2/的散熱性能要求。

